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電離圏では大気が太陽からの紫外線などを吸収し、一部が電離することによりプラズ
マが生成される。電離圏プラズマは、電離圏中の宇宙機を帯電させることによる宇宙
機の故障や、電離圏プラズマの乱れによる電波障害など様々な問題を引き起こす。近
年では、この電離圏プラズマを大型衛星に比べ開発期間が短く、開発コストが低い超
小型衛星を用いて観測する研究が行われており、本研究室においても、ダブルプロー
ブ法と呼ばれるプラズマ計測手法を用いた、超小型衛星にも搭載可能なサイズの小型
プラズマ計測機器の開発に関する研究が行われてきた。先行研究では実際に小型のプ
ラズマ計測機器が開発されたが、計測方法に誤りがあり、プラズマを正確に計測する
ことが困難であった。そこで本研究では、先行研究で開発されたプラズマ計測機器の
問題を解決し、超小型衛星にも搭載可能な小型プラズマ計測機器の開発を目標に研究
を行い、実際に開発した小型プラズマ計測機器の評価、考察を行った。 
 
 

Development of a compact plasma measurement device using the Double Langmuir 
Probe method 

 
In the ionosphere, the atmosphere absorbs ultraviolet and other radiation from the sun 
and ionizes some of it. As a result, plasma is generated. Ionospheric plasma causes 
various problems, such as spacecraft failure due to charging of spacecraft in the 
ionosphere and radio interference due to ionospheric plasma turbulence. In recent 
years, research has been conducted to observe ionospheric plasma using nano-satellite, 
which have a shorter development period and lower development cost compared to large 
satellites. In Cho laboratory, the research on the development of a small plasma 
measurement device that can be installed on nano-satellite using a plasma measurement 
technique called the double probe method has been conducted. In the previous study, a 
small plasma measurement device was developed, but it was difficult to measure the 
plasma accurately due to incorrect measurement methods. In this study, I aimed to solve 
the problems of the plasma measurement devices developed in the previous studies and 
to develop a small plasma measurement device that can be installed on nano-satellite. 
After I developed small plasma measurement device, I conducted plasma measurement 
tests using it, and discussed the test results. 
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